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Část 1

Příloha č. 2 Kupní smlouvy 
Index Položka Popis požadavku Hodnota Body Kontrola [vyplní komise] Min. Body Max. Body Vysvětlivky

1 Část 1: ALD+glovebox
1.0 Obecné požadavky

1.0.1 Instalace systému možná v běžných laboratorních prostorách, které nemají statut čistých prostor 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není 
1.0.2 Systém ALD umožňuje volbu jednoho ze  dvou typů ALD procesů: termální depozici a plazmově zesílenou depozici 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.0.3 Systém vyhovuje požadavkům na depozici materiálů: SiO2, SnO, TiO2, ZnO2, ZrO2, HfO2, Al2O3, Y2O3, BN-h, Si2N3. 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.0.4 Při jednom depozičním procesu dochází k depozici vrstvy na jeden kompaktní substrát o průměru nejméně 50 mm 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.0.5
Systém umožnuje uniformní  (variace tloušťky menší než 10%) ALD  depozici základních materiálů (např. Al2O3)  na strukturované
substráty s poměrem výška / šířka - „aspect ratio“ - minimálně 100:1 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.0.6
Systém ALD je propojen s přidruženým gloveboxem způsobem, který umožnuje operátorovi prostřednictvím přístupu z gloveboxu
 bezproblémové umístění a fixaci substrátu v ALD komoře a jeho následné bezproblémové vyjmutí po ukončení depozičního procesu 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.0.7 Připojení systému na přívod elektrického proudu standardní zásuvkou (3x380 V / 3 x 16 A případně 230 V / 16 – 32 A). 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.0.8 Systém obsahuje real-time monitor ALD procesu 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.0.9 Všechny manuální i automatizované funkce systému dostupné přes rozhraní řídícího počítače. 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.0.10 Záruční doba (TZ, měsíce) na celý dodávaný systém přesahuje hodnotu 12 měsíců 12 0 0 18 Do sloupce Hodnota zadejte aktuální hodnotu TZ v měsících
1.1 1.1 Reakční komora

1.1.1 Systém obsahuje vyhřívanou tepelně regulovanou reakční komoru 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.1.2 Konstrukce ALD komory vyhovuje maximální pracovní teplotě při termálním ALD modu 400 oC. 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.1.3 Komora ALD umožnuje připojení plasmového zdroje a vakuové pumpy 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.1.4 Reakční komora obsahuje alespoň dvě průchodky pro připojení monitorů růstu vrstev v reálném čase 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.1.5 Reakční komora je vybavena přírubou pro připojení vstupu ke vkládání a vyjímání substrátů 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.1.6 Reakční  komora je vybavena nejméně 4-mi plně oddělenými vstupy pro plynné prekurzory a pracovní plyny. 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.1.7 Reakční komora je vybavena více než 4-mi plně oddělenými vstupy pro plynné prekurzory a pracovní plyny 7 10 0 10 Do sloupce Hodnota zadejte aktuální počet instalovaných vstupů NV
1.2 1.2 Plazmový zdroj a jeho připojení k reakční komoře

1.2.1 Plasmový zdroj (PZ) je umístěn mimo ALD reakční komoru 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.2.2 Průchod mezi plasmovým zdroje a reakční komorou je vybaven uzavíratelnou průchodkou 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.2.3 Výkon PZ alespoň 300 W, regulovatelný 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.2.4 Dodávka obsahuje kompletní systém řízeného dávkování  2 základních pracovních plynů (O2, NH3) do PZ 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.2.5 Dodávka obsahuje více než 2 kompletní systémy dávkování  pracovních plynů do PZ 4 20 0 20 Do sloupce Hodnota zadejte aktuální počet instalovaných systémů dávkování ND 

1.2.6
Součástí dodávky je možnost volit mezi dvěma pracovními módy plasmy: přímým (direct, kontakt substrátu s ionty)
 a vzdáleným (remote, kontakt substrátu s radikály) pomocí instalovaného potenciálového filtru 0 0 0 10 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.3 1.3 Držák vzorku a load-lock

1.3.1 Držák vzorku umožnuje práci se substráty minimálně o průměru 50 mm (2“) 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.3.2 Teplota substrátu regulovatelná a zpětně odečitatelná v rozsahu 100 – 400 oC 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.3.3 Vstup do ALD komory pro manipuaci se vzorky integrovaný do gloveboxu 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.3.4 Vakuové těsnění vstupu do ALD pro manipulaci se vzorky s dlouhodobou odolností vůči maximální pracovní teplotě reakční komory 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.4 1.4 Pracovní plyny a prekurzory

1.4.1
Plně oddělené přívody prekurzoru do reakční komory vybavené nastavitelným dávkovačem (Mass Flow Controller, MFC), 
filtrem částic a rychlým ALD spínacím ventilem, napojené na řídící systém 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.4.2 Nastavitelná a dosažitelná teplota ohřevu přívodu prekurzoru nejméně 200 oC 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.4.3
Nastavitelná a dosažitelná teplota ohřevu přívodu prekurzoru nejméně 300 oC ,
případně dodání boosteru ke snížení teploty vypařování prekurzoru 1 5 0 5 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.4.4 Počet instalovaných připojení a kontejnerů pro prekurzory s vysokou tenzí par (>1 kPa) roven nejméně 3 3 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.4.5 Počet dodaných kontejnerů (NVT) pro prekurzory s vysokou tenzí par (>1 kPa) vyšší než 3 6 9 0 9 Do sloupce Hodnota zadejte aktuální počet dodaných kontejnerů s vysokou tenzí par NVT
1.4.6 Počet instalovaných připojení a kontejnerů pro prekurzory s nízkou tenzí par (< 1 kPa) roven nejméně 1 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.4.7 Počet dodaných kontejnerů (NNT)  pro prekurzory s nízkou tenzí par (< 1 kPa) vyšší než 1 4 9 0 9 Do sloupce Hodnota zadejte aktuální počet dodaných kontejnerů s nízkou tenzí par NNT
1.4.8 Konstrukce kontejnerů umožňuje jejich připojení a odpojení od přívodu do systému ALD bez narušení jejich náplně 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.4.9 Systém obsahuje doplňující přívody N2, H2O a ozonu včetně ventilů, připojení k reaktoru a napojení na řídící systém 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.4.10
Kontejnery s prekurzory jsou uloženy v samostatném prostoru,
např. samostatném kabinetu či prostoru pod reakční komorou. 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.5 1.5 Vakuový systém a odfuk plynů

1.5.1 Automatizovaný vakuový systém se suchou pumpou s potřebnými čidly a ovládacími prvky dosahující vakua 1 Pa nebo lepšího 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.5.2 Vakuová pumpa vodou chlazená, proplachovaná N2, připojená ke komoře přes zachytávač  zbytkových par 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.5.3 Dodávka obsahuje zařízení pro uzavřené chlazení vakuové pumpy 0 0 0 10 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.5.4 Dodávka obsahuje technické řešení umožňující nastavení konstantního tlaku v reakční komoře v průběhu depozice 1 30 0 30 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.5.5 Dodávka obsahuje turbomolekulární pumpu s oddělovacím ventilem pro evauaci reakční komory na vakuum lepší než 1 mPa 1 40 0 40 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.6 1.6 Diagnostika růstu vrstev v reálném čase

1.6.1
Dodávka obsahuje externí monitorovací zařízení, např. na bázi optického reflektometru s monochromatickým zdrojem a nastavitelným 
připojením k reakční komoře poskytující in-situ data o procesu růstu vrstvy v reálném čase 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.6.2
Externí monitorovací zařízení uvedené pod bodem 1.6.1 obsahuje funkci monochromatického elipsometru,
neposkytuje však funkci elipsometru se spekrálním rozlišením 0 0 0 40 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.6.3
Externí monitorovací zařízení uvedené pod bodem 1.6.1 obsahuje funkci elipsometru s bílým zdrojem a spektrálním rozlišením
(alternativa k řešení, které je uvedeno pod bodem 1.6.2) 1 60 0 60 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.6.4 Časový krok snímání externího monitoru uvedeného pod bodem 1.6.1 srovnatelný s časovým rozlišením řídícího systému ALD 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.6.5 Ovládací SW monitoru vyhovující specifikaci podle části 1, bodu 1.6, Přílohy 4 ZD 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.7 1.7 Řídící elektronika, napájení a ovládací SW aparatury ALD

1.7.1 Dodávka obsahuje dedikovaný systém řízení provozních parametrů aparatury ALD s diagnostickými a  ochrannými prvky 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.7.2 Ovládací SW instalovaný na řídícím PC disponuje nastavitelnou uživatelskou hierarchií chráněnou heslem 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.7.3 Rídící SW vyhovuje všem dalším požadavkům specifikovaným v části 1 pod bodem 1.7 Přílohy 4 ZD 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.7.4

Každé dodané nastavení depozičních parametrů procesu pro přípravu ALD vrstev
nad rozsah deseti materiálů uvedených v části „Základní funkční a výkonové požadavky“ Přílohy č.4
bude ohodnoceno 5-ti body, nejvýše však za nastavení celkem 25 bodů. 5 25 0 25 Do sloupce Hodnota zadejte počet dodaných depozičních nastavení nad základní rámec.

1.8 1.8 Glovebox a jeho připojení k systému ALD

1.8.1 Dodávka obsahuje glovebox s parametry specifikovanými v části 1, pod bodem 1.8 Přílohy 4 ZD 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.8.2 Komora ALD je propojena s gloveboxem z levé strany při pohledu zepředu 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.8.3 Dodávka obsahuje manuální load-lock do komory ALD s vlastní vakuovou pumpou a kontrolou vnitřního tlaku integrovaný do gloveboxu 0 0 0 30 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.8.4
Dodávka obsahuje automaticky ovládaný load-lock do komory ALD s vlastní vakuovou pumpou a kontrolou vnitřního tlaku
 integrovaný do gloveboxu (alternativa k předchozí bonusové položce) 1 50 0 50 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.8.5 Vstup z laboratoře do gloveboxu z pravé strany (při pohledu zepředu) load-lockem s vlastní vakuovou pumpou 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.8.6
Konstrukce vstupu do gloveboxu z laboratoře  taková, že umožní pozdější připojení 
dalšího gloveboxu z pravé strany (při pohledu zepředu) 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.8.7 Výška pracovní plochy gloveboxu a parametry instalovaných průchodek KF100 vyhovují požadavkům Části 1,bodu 1.8 Přílohy 4 ZD 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.
1.8.8 Konstrukce gloveboxu umožňuje připojení externí vakuové pumpy a kabeláže load-locku mezi glovboxem a  komorou IJD 1 1 1 1 Do sloupce Hodnota zadejte buď 1, je-li podmínka splněna, nebo 0, pokud není.

1.8.9
Každých 1000 cm2 nad plochu gloveboxu stanovenou v části 1, bod 1.8 Přílohy 4 ZD 
bude hodnoceno 5-ti body, nejvýše však za plochu navíc  25-ti bodů. 15210 20 0 25 Do sloupce Hodnota zadejte plochu nabízeného gloveboxu v cm2.

Část 1: Celkem 0 322 44 365
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Příloha č. 3 Kupní smlouvy 

Čestné prohlášení poddodavatelé  

1. Název veřejné zakázky 

 

Systém pro depozici atomárních vrstev (ALD) s gloveboxem 

 

2. Účastník zadávacího řízení 

Obchodní firma: 
Devmatech sp.j. E. Bojarski 

Sídlo: 
Grodkowska 6/109, 01-461, Warszawa Polsko 

IČO: 
REGON 142408188 

 
ÚZŘ čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené VZ jiné osobě, tj. poddodavateli. 
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